MUEGGE

RADICAL PLASMA SOURCE (REMOTE
PLASMA SOURCE) - MA2000C-823BB

Catégorie: Composants plasma

INFORMATION ADDITIONNELLE

Tapez
Processus

Type de connexion de sortie

Source plasma a radicaux (Remote plasma Source)

Gravure et Dépot (Revétement)

Matériau Diélectrique Saphir
Tension d\'alimentation Nominal [V] 230/208
Puissance de sortie [W] 2000
Fréquence [MHz] 2450
Muegge GmbH T. +49 (0)6164-9307-0
Hochstrasse 4-6 F. +49 (0)6164-9307-93
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https://muegge-group.com/fr/categories-de-produits/composants-plasma/
https://muegge-group.com/fr/art/source-plasma-a-radicaux-remote-plasma-source/
https://muegge-group.com/fr/prozess/gravure-et-depot-revetement/
https://muegge-group.com/fr/material-dielektrikum/saphir-fr/
https://muegge-group.com/fr/netzspannung-nominal/230-208-fr/
https://muegge-group.com/fr/leistung-w/2000-fr/
https://muegge-group.com/fr/frequenz-mhz/2450-fr/

